
JP 2008-519410 A5 2008.12.4

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成20年12月4日(2008.12.4)

【公表番号】特表2008-519410(P2008-519410A)
【公表日】平成20年6月5日(2008.6.5)
【年通号数】公開・登録公報2008-022
【出願番号】特願2007-539630(P2007-539630)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  49/40     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/62     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/64     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  49/26     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  49/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ  49/40    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｇ
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｋ
   Ｇ０１Ｎ  27/64    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｊ  49/26    　　　　
   Ｈ０１Ｊ  49/06    　　　　

【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量分析計であって、
　イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータと、
　前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータの下流側に、前記イオンモ
ビリティスペクトロメーターまたはセパレータからのイオンを捕集するように配置された
、複数の電極を備える第一のイオンガイドと、
　第一のオペレーションモードにおいて、前記イオンモビリティスペクトロメーターまた
はセパレータから捕集したイオンが、前記第一のイオンガイドの個別領域または個別部分
において、保持および／または拘束および／または輸送および／または移動されるように
、一種類もしくは複数の電圧、または一種類もしくは複数の電圧波形を前記複数の電極に
印加するように配置および適合させた第一の電圧印加手段と、
　前記第一のイオンガイドの下流側に配置された質量分析器と、
　イオンが、前記第一のイオンガイドに流入する前に通過する前記電位差を、イオンが前
記第一のイオンガイドに流入すると実質的にフラグメント化される高フラグメンテーショ
ン操作モードと、前記第一のイオンガイドに流入すると実質的に少数のイオンがフラグメ
ント化されるか、または、イオンが実質的に全くフラグメント化されない低フラグメンテ
ーション操作モードとの間で切り換えるようまたは反復的に切り換えるよう配置および適
合させた制御システムとを備える質量分析計。
【請求項２】
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　前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータが、
（ｉ）軸方向長さの少なくとも５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％
、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％
、９０％、９５％または１００％に沿って、一つまたは複数の電極と、軸方向直流電圧勾
配または実質的に一定または線形の軸方向直流電圧勾配を維持する手段とを備えたドリフ
ト管、
（ｉｉ）四重極ロッドセット、六重極ロッドセット、八重極ロッドセット、または８本を
超えるロッドを備えたロッドセットを含む、多重極ロッドセットもしくはセグメント化さ
れた多重極ロッドセット、
（ｉｉｉ）使用時にイオンが通過する開口部を有する複数の電極または少なくとも２、５
、１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０もしくは１００個の電極を含
み、前記電極の少なくとも５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４
０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９
０％、９５％または１００％が、実質的に同一の寸法または面積の開口部を備えているか
、或いは寸法または面積が漸進的に大きくおよび／または小さくなる開口部を備えたイオ
ントンネルもしくはイオン漏斗、または
（ｉｖ）複数または少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１
３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、もしくは２０個の平面状、板状、または網状
の電極を含み、前記平面状、板状、または網状の電極の少なくとも５％、１０％、１５％
、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％
、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％または１００％が、使用時にイオン
が移動する面に概ね配列されている積層もしくは配列された平面状、板状、もしくは網状
の電極とを備えている請求項１に記載の質量分析計。
【請求項３】
　（ｉ）前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータの軸方向長さの少な
くとも一部または少なくとも５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、
４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、
９０％、９５％もしくは１００％に沿って、少なくとも一部のイオンを移動させるため、
前記質量分析計が、前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータの軸方向
長さの少なくとも一部または少なくとも５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％
、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％
、８５％、９０％、９５％もしくは１００％に沿って実質的に一定の直流電圧勾配を維持
する直流電圧印加手段；および／または
　（ｉｉ）前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータの軸方向長さの少
なくとも５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５
０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％また
は１００％に沿って少なくとも一部のイオンを移動させるため、前記質量分析計が、一種
類もしくは複数の過渡直流電圧もしくは電位、または一種類もしくは複数の過渡直流電圧
もしくは電位波形を、前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータを形成
する電極に印加するように配置および適合させた過渡直流電圧印加手段；および／または
　（ｉｉｉ）前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータの軸方向長さの
少なくとも５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、
５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％ま
たは１００％に沿って少なくとも一部のイオンを移動させるため、前記質量分析計が、二
つまたはそれ以上の移相交流または高周波電圧を印加するように配置および適合させた交
流または高周波電圧印加手段；および／または
　（ｉｖ）前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータ内に放射状にイオ
ンを閉じ込めるため、前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータが、前
記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータの複数の電極の少なくとも５％
、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％
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、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％または１００％に
交流または高周波電圧を印加するように配置および適合させた交流または高周波電圧印加
手段をさらに備えている、請求項１または２に記載の質量分析計。
【請求項４】
　前記第一のイオンガイドが、
（ｉ）四重極ロッドセット、六重極ロッドセット、八重極ロッドセット、または８本を超
えるロッドを備えたロッドセットを含む多重極ロッドセットもしくはセグメント化された
多重極ロッドセット、
（ｉｉ）使用時にイオンが通過する開口部を有する複数の電極または少なくとも２、５、
１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０もしくは１００個の電極を含み
、前記電極の少なくとも５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０
％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０
％、９５％または１００％が、実質的に同一の寸法もしくは面積の開口部を備えているか
、または寸法もしくは面積が漸進的に大きくおよび／もしくは小さくなる開口部を備えて
いるイオントンネルもしくはイオン漏斗、または
（ｉｉｉ）使用時にイオンが移動する面に概ね配列された複数または少なくとも２、３、
４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１
９、もしくは２０個の平面状、板状、または網状の電極を含み、前記平面状、板状、また
は網状の電極の少なくとも５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４
０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９
０％、９５％または１００％が、使用時にイオンが移動する面に概ね配列されている積層
もしくは配列された平面状、板状、もしくは網状の電極を備えている請求項１～３のいず
れか一項に記載の質量分析計。
【請求項５】
　前記質量分析計が、
　（ｉ）前記第一のイオンガイドの軸方向長さの少なくとも５％、１０％、１５％、２０
％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０
％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％または１００％に沿って少なくとも一部の
イオンを移動させるため、一種類もしくは複数の過渡直流電圧もしくは電位、または一種
類もしくは複数の過渡直流電圧もしくは電位波形を、前記第一のイオンガイドを形成する
電極に印加するように配置および適合させた過渡直流電圧印加手段；および／または
　（ｉｉ）前記第一のイオンガイドの軸方向長さの少なくと５％、１０％、１５％、２０
％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０
％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％または１００％に沿って少なくとも一部の
イオンを移動させるため、二つまたはそれ以上の移相交流または高周波電圧を前記第一の
イオンガイドを形成する電極に印加するように配置および適合させた交流または高周波電
圧供給手段；および／または
　（ｉｉｉ）イオンを前記第一のイオンガイド内に放射状に閉じ込めるため、前記第一の
イオンガイドの複数の電極の少なくとも５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％
、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％
、８５％、９０％、９５％または１００％に、交流または高周波電圧を印加するように配
置および適合させた交流または高周波電圧供給手段を
さらに備えている請求項１～４のいずれか一項に記載の質量分析計。
【請求項６】
　前記質量分析計が、前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータから流
出するイオンの前記第一のイオンガイドへの流れを加速するように配置および適合させた
加速手段をさらに備えており、操作モードにおいて、前記イオンの少なくとも５％、１０
％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０
％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％または１００％が、前記
第一のイオンガイドに流入するとフラグメント化される請求項１～５のいずれか一項に記
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載の質量分析計。
【請求項７】
　前記高フラグメンテーション操作モードにおいて、前記第一のイオンガイドに流入する
イオンが、（ｉ）≧１０Ｖ、（ｉｉ）≧２０Ｖ、（ｉｉｉ）≧３０Ｖ、（ｉｖ）≧４０Ｖ
、（ｖ）≧５０Ｖ、（ｖｉ）≧６０Ｖ、（ｖｉｉ）≧７０Ｖ、（ｖｉｉｉ）≧８０Ｖ、（
ｉｘ）≧９０Ｖ、（ｘ）≧１００Ｖ、（ｘｉ）≧１１０Ｖ、（ｘｉｉ）≧１２０Ｖ、（ｘ
ｉｉｉ）≧１３０Ｖ、（ｘｉｖ）≧１４０Ｖ、（ｘｖ）≧１５０Ｖ、（ｘｖｉ）≧１６０
Ｖ、（ｘｖｉｉ）≧１７０Ｖ、（ｘｖｉｉｉ）≧１８０Ｖ、（ｘｉｘ）≧１９０Ｖ、およ
び（ｘｘ）≧２００Ｖから成る群から選択される電位差によって加速され、かつ、
　前記低フラグメンテーション操作モードにおいて、前記第一のイオンガイドに流入する
イオンが、（ｉ）≦２０Ｖ、（ｉｉ）≦１５Ｖ、（ｉｉｉ）≦１０Ｖ、（ｉｖ）≦５Ｖ、
および（ｖ）≦１Ｖから成る群から選択される電位差によって加速される請求項１～６の
いずれか一項に記載の質量分析計。
【請求項８】
　前記制御システムを、少なくとも１ｍｓ、５ｍｓ、１０ｍｓ、１５ｍｓ、２０ｍｓ、２
５ｍｓ、３０ｍｓ、３５ｍｓ、４０ｍｓ、４５ｍｓ、５０ｍｓ、５５ｍｓ、６０ｍｓ、６
５ｍｓ、７０ｍｓ、７５ｍｓ、８０ｍｓ、８５ｍｓ、９０ｍｓ、９５ｍｓ、１００ｍｓ、
２００ｍｓ、３００ｍｓ、４００ｍｓ、５００ｍｓ、６００ｍｓ、７００ｍｓ、８００ｍ
ｓ、９００ｍｓ、１ｓ、２ｓ、３ｓ、４ｓ、５ｓ、６ｓ、７ｓ、８ｓ、９ｓまたは１０ｓ
ごとに、前記第一のイオンガイドを、前記高フラグメンテーション操作モードと前記低フ
ラグメンテーション操作モードとに切り換えるよう配置および適合させている請求項１～
７のいずれか一項に記載の質量分析計。
【請求項９】
　前記質量分析計が、前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータの上流
側に配置されたイオントラップをさらに備え、前記イオントラップを、前記イオンモビリ
ティスペクトロメーターまたはセパレータへイオンを脈動的かつ反復的に流入させるよう
配置および適合させた、請求項１～８のいずれか一項に記載の質量分析計。
【請求項１０】
　前記質量分析計が、前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータの上流
側に配置された第二のイオンガイドをさらに備え、前記第二のイオンガイドが、
（ｉ）多重極ロッドセットもしくはセグメント化された多重極ロッドセット、
（ｉｉ）イオントンネルもしくはイオン漏斗、または
（ｉｉｉ）積層もしくは配列された平面状、板状、もしくは網状の電極を備えており、か
つ、
　前記第二のイオンガイドが、（ｉ）前記イオンモビリティスペクトロメーターもしくは
セパレータのサイクルタイムに実質的に一致するか、または（ｉｉ）前記イオンモビリテ
ィスペクトロメーターもしくはセパレータのサイクルタイムとは実質的に異なるいずれか
のサイクルタイムを有する請求項１～９のいずれかに記載の質量分析計。
【請求項１１】
　前記質量分析計が、少なくとも一部のイオンが前記第二のイオンガイドへ流入するとフ
ラグメント化されるようイオンの前記第二のイオンガイドへの流れを加速するように配置
および適合させた加速手段と、イオンが実質的に最適の様態でフラグメント化されるよう
に、前記第二のイオンガイドへの流入に先立ち、前記イオンのエネルギーを最適化するよ
うに配置および適合させた手段とをさらに備えている、請求項１０に記載の質量分析計。
【請求項１２】
　前記質量分析計が、前記第二のイオンガイドの上流側および／または下流側に配置され
たマスフィルター、四重極ロッドセット・マスフィルター、飛行時間質量分析器、ウイー
ン（Ｗｅｉｎ）フィルター、磁場型質量分析器、または別のイオンガイドをさらに含む、
請求項１０または１１に記載の質量分析計。
【請求項１３】
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　前記質量分析器が、（ｉ）四重極質量分析器、（ｉｉ）二次元または線形四重極質量分
析器、（ｉｉｉ）ポール（Ｐａｕｌ）または三次元四重極質量分析器、（ｉｖ）ペニング
トラップ質量分析器、（ｖ）イオントラップ質量分析器、（ｖｉ）磁場型質量分析器、（
ｖｉｉ）イオンサイクロトロン共鳴（ＩＣＲ）質量分析器、（ｖｉｉｉ）フーリエ変換イ
オンサイクロトロン共鳴（ＦＴＩＣＲ）質量分析器、（ｉｘ）静電またはオービトラップ
型質量分析器、（ｘ）フーリエ変換静電またはオービトラップ型質量分析器、（ｘｉ）フ
ーリエ変換質量分析器、（ｘｉｉ）飛行時間質量分析器, および（ｘｉｉｉ）軸方向また
は直交加速飛行時間質量分析器から成る群から選択される請求項１～１２のいずれか一項
に記載の質量分析計。
【請求項１４】
　質量分析方法であって、前記質量分析方法が、
　イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータでイオンを分離することと、
　前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレータの下流側に配置された、複
数の電極を備えた第一のイオンガイドにおいて、前記イオンモビリティセパレータまたは
イオンモビリティスペクトロメーターからイオンを受け取ることと、
　第一の操作モードにおいて、前記イオンモビリティスペクトロメーターまたはセパレー
タから受け取ったイオンが、前記第一のイオンガイドの個別領域または個別部分に保持お
よび／または閉じ込めおよび／または輸送および／または移動されるように、一種類もし
くは複数の電圧、または一種類もしくは複数の電圧波形を前記第一のイオンガイドの複数
の電極に印加することと、
前記第一のイオンガイドの下流側に質量分析器を設けることと、
　イオンが、前記第一のイオンガイドに流入する前に通過する前記電位差を、イオンが前
記第一のイオンガイドに流入すると実質的にフラグメント化される高フラグメンテーショ
ン操作モードと、前記第一のイオンガイドに流入すると実質的に少数のイオンがフラグメ
ント化されるか、或いは、イオンが実質的に全くフラグメント化されない低フラグメンテ
ーション操作モードとの間で切り換えるまたは反復的に切り換えることとを含む質量分析
方法。
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